別紙様式６
	微細加工ナノテクノロジープラットフォーム
実験装置利用申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長　殿
　　○研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○利用申請者（所属・職名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 ふりがな

　　　　（氏 名）　　　　　　　　　　　　印 （E-mail）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（住所）〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　（連絡先）TEL　　　　　　　　　　   　　FAX　　　　　　　　　　　　　　　　
　　○共同利用者名　　　　　　　　　　　　　　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　
　　　所属・職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

○経費負担責任者名　　　　　　　　　　　　印　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　
　　　所属・職名　　　　　　　　　　　　　　予算詳細番号又は課題番号　　　　　　　　　　
○区分　　□装置利用　　□技術相談　　　○成果の取扱　　□公開　　
○装置利用目的及び技術相談内容（簡潔にご記入下さい）

　　○装置（使用したい装置にチェックを入れて下さい）

評価装置　　□S5200　　□段差計　　
その他（□4300　□AES □AFM　□ラマン　□XRD □XPS  □                ）
　　　　　製造装置　　□MBE　　　□ECRスパッタ　□蒸着装置　□フォトリソグラフィ　

□ICP   　 □RIE 　　　　　□レーザーリソグラフィ
　　　　　　　その他（□EB　　　 □　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　○使用希望日時：　平成　　年　　　月　　　日　　　～　　　　　月　　　日
　この枠内の項目にご記入下さい．


	　　機器運用責任者の確認欄
　　　　　　　　　　　　　運用責任者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印


	　使用許可年月日
　　　年　　 月　　 日
	　ラボラトリー長
　　認　印

	　許可連絡
　係
	　使用簿記入
　係


